


























































































专利名称(译) MEMS亲和力传感器，用于连续监测分析物

公开(公告)号 US20140134607A1 公开(公告)日 2014-05-15

申请号 US14/160092 申请日 2014-01-21

[标]申请(专利权)人(译) 纽约市哥伦比亚大学理事会

申请(专利权)人(译) 哥伦比亚大学纽约市受托人

当前申请(专利权)人(译) 哥伦比亚大学纽约市受托人

[标]发明人 LIN QIAO
HUANG XIAN

发明人 LIN, QIAO
HUANG, XIAN

IPC分类号 A61B5/145 G01N33/66 A61B5/00 G01N33/543

CPC分类号 A61B5/14532 G01N33/66 G01N33/5438 A61B5/0015 A61B5/1473 A61B2562/028 B01L3/502753 
B01L2200/10 B01L2200/147 B01L2200/148 B01L2300/023 B01L2300/0645 B01L2300/0663 B01L2300
/0874 B01L2300/1822 B01L2400/043 B01L2400/0433 G01N27/226 G01N27/327

优先权 61/538732 2011-09-23 US
61/513335 2011-07-29 US
61/542113 2011-09-30 US
61/542139 2011-09-30 US

其他公开文献 US9364174

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了使用能够结合目标分析物的聚合物监测样品中的目标分析物的技
术。可用于所公开的技术的微装置包括半透膜结构，基底，在所述薄膜
结构和基底之间形成的第一和第二微室。第一微室可以适于接收包括聚
合物的溶液，并且第二微室可以适于接收参考溶液。环境目标分析物可
渗透半透膜结构并进入第一微型腔室和第二微型腔室。基于与响应于目
标分析物 - 聚合物结合的聚合物溶液相关的性质的差异以及与参考溶液
相关的相应性质，可以确定目标分析物的存在和/或浓度。
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